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１．概要（Summary） 

 ダイヤモンドの優れた電気特性、弾性特性、光学特性、

熱伝導特性などを活かして、パワー半導体デバイス、高

エネルギービーム検出器などの応用を目指した研究を実

施している。主にダイヤモンド単結晶を用いて、電極形成、

微細パターニング、エッチングなどの加工プロセスを実施

した。今年度は、高エネルギービームモニターとして、ショ

ットキー型のデバイス作成などを実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

LED描画システム 

リアクティブイオンエッチング装置 

集束イオンビーム誘起化学蒸着装置 

RF スパッタ装置 

接触式膜厚測定器 

【実験方法】 

通常の半導体プロセスに従い、パターン形成、金属形

成、リフトオフ、ドライエッチングなどの加工技術を用いて

デバイス形成を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Ｆｉｇ. 1に示すように、7 mmΦで 80 μm厚の絶縁性単

結晶ダイヤモンドの裏面に全面電極、上部にパターン化

した小型電極を形成して、高エネルギービーム検出器を

模したデバイスを試作した。上下及び上部電極分離など

に関してＩ－Ｖ計測を実施し、設計通りのものが出来てい

ることを確認した。今後、高エネルギービーム照射による

計測を実施する。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・基盤研究 A分担 ２６２４９１４９ 

「高エネルギーイオン大気取出し窓兼位置敏感型検出器

としてのダイヤモンド薄膜の研究」  
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Fig. 1 Schematic of the device structure 
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